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1nm の精度で形を作り、原子のスケールで平滑な表面を作るこ
とが目的です。扱う対象は光学材料、半導体材料など、機能材料
一般の表面です。ナノ粒子を使った表面反応や触媒作用を利用し
た反応など、表面の原子が気持ちよく思い通りに表面から離れて
くれるような現象を探求し、実用レベルの装置化までを研究して
います。大切なことは表面作りにおいて材料欠陥の導入を一切伴
わない化学的原理の方法にこだわっている点です。もちろん、こ
の際に必要な計測法も独自開発しています。
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